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摘要(译)

一种四维超声波探头内部耦合剂的灌注方法，依次包括下述步骤：(1)组
装超声波探头，使外壳内壁和芯部之间存在空隙，在底座上或外壳上留
有与该空隙连通的耦合剂灌注口和出气口；(2)将超声波探头放入真空罐
内，并且将耦合剂灌注口与耦合剂供给装置连通；(3)抽除耦合剂供给装
置中的耦合剂中的气体，并抽除外壳内壁和芯部之间的空隙中的气体，
使该空隙处于真空状态；(4)从耦合剂灌注口向外壳内壁和芯部之间的空
隙灌注耦合剂，直至耦合剂充满该空隙；(5)将耦合剂灌注口和出气口密
封。本发明提供的方法能够使耦合剂完全充满四维超声波探头的芯部与
外壳之间的空隙，并且耦合剂中没有气泡，可确保四维超声波探头能够
进行正常的超声诊断。
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